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１．概要（Summary） 
ドローンに搭載可能な手のひらサイズの結像型二次元

フーリエ分光装置及び豆粒サイズのワンショットフーリエ

分光装置による、環境計測や医用計測への適用を目指し、

装置の高感度化及び干渉鮮明度向上に必要な回折格子

を作製し評価した。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
・マスクレス露光装置（大日本科研社製、MX-1204） 
・デュアルイオンビームスパッタ装置(ハシノテック社製、

10W-IBS) ・マスクアライナー（ズース・マイクロテック社製、

MA6/BA6） ・マグネトロンスパッタリング装置（芝浦メカト

ロニクス社製、CFS-4EP-LL）・シリコン深掘エッチング装

置（SPP テクノロジーズ社製、MUC-21 ASE Pegasus） 
【実験方法】 

本装置の原理では、回折格子により輝点を間引き、感

度を向上させる必要があり、マスクレス露光装置を使用し

て表面と裏面加工用のマスク作製を行った。まず、スパッ

タリング装置を使用して Si ウエハの表面に Al を成膜した。

マスクアライナーにて、スリットパターンの転写を行い、リソ

グラフィを行った後、Al エッチング、シリコン深堀エッチン

グ装置により、表面の Si エッチングを行った。その後、裏

面加工を表面と同様に行い、回折格子を製作した。 
熱である中赤外光を扱う本装置では、計測環境の温度

変化が外乱となる。そのため、筐体の冷却により温度を一

定に保つことで感度と S/N 比の向上を目指した。冷却機

構を取り付けた分光装置で 50 度の黒体を計測した。カメ

ラの受光素子に生じる結露を防ぐため、温湿度センサ(共
立プロダクツ社， KP-AM2320)を設置し、露点を推定し

温度制御の目標値とした。温度制御には筐体の側面に温

度センサ(Maxim Integrated 社，DS18B20+)を取り付

け、温度情報からリレー回路にてペルチェ素子(海渡電子

社， TEC1-12708)の ON-OFF 制御を行った。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Figure 1(a)に分光装置をペルチェ素子にて冷却した

場合と非冷却の比較を示す。橙色のグラフは分光装置が

30度(非冷却)、青色のグラフは分光装置を20度まで冷却

したものを示す。輻射伝熱の式より、1.4 倍の感度向上を

予想した。このとき非冷却の最大輝度振幅が 73、冷却時

の最大輝度振幅が 88となり 1.2倍の感度の上昇を確認し

た。理論値との差の原因としては、カメラの受光素子の計

測時の発熱が考えられる。理論値で導出した値は筐体の

側面の温度であるため誤差が生じたと考えられる。また、

Fig. 1 (b)は(a)を相対強度に変換したものである。波形か

らノイズ減少を確認できたため S/N 比の向上に成功した。 

 
Figure 1 Comparison between the experimental 
results before and after cooling device  
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